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CKM - Centrum Ksztatcenia Miedzynarodowego

CPP - Centrum Papiernictwa i Poligrafii

WBAIS - Wydziat Budownictwa Architektury i Inzynierii Srodowiska

jednostka obstugujgca kandydatéw na studia i studentéw

WBINOZ - Wydziat Biotechnologii i Nauk o Zywnoéci
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WEEIA - Wydziat Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
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